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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

. DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 7: Mesure de la teneur en humidité interne
et analyse des autres gaz résiduels

AVANT-PROPOS

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités \

avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon de
deux organisations.

comme normes, spécifications technique
Comités nationaux.

facon transparente, dans toute la mesure possi

iplexles i
nationales et régionales. Touie dlverenc e nor ©
correspondante doit étre indiquee airs dansg cette Yerniere.

L’attention est attifee sb e { dments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droit Ata S de dro|ts analogues La CEI ne sauralt etre tenue pour

responsable de ne\pa

issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47/1597/FDIS 47/1612/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette méthode d'essais mécaniques et climatiques, relative a la mesure de la teneur en
humidité interne et a l'analyse des autres gaz résiduels, est le résultat de la réécriture
compléte de I’essai contenu dans l'article 8 du chapitre 3 de la CEIl 60749.

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 3.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 7: Internal moisture content measurement
and the analysis of other residual gases

FOREWORD

participate in this preparatory work. International, governmental and no
with the IEC also participate in this preparation. The E
Organization for Standardization (ISO) in accordance with condition
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matter s nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects isincg i orMmittee has representation

of standards, technical specifications, i 3 ides and fjhey are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatiq
Standards transparently to the maximum| exte POSS Ie in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC~Standard and the mational or regional standard shall be clearly

indicated in the latter.

6) Attention is drawptq th ibiltt S lements of this International Standard may be the subject
of patent rights. i S jBle for identifying any or all such patent rights.

International Standa ‘ ds been prepared by IEC technical committee 47:

Semiconductor dgvi

The text of tRis standar d on the following documents:

> FDIS Report on voting
47/1597/FDIS 47/1612/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This mechanical and climatic test method, as it relates to the internal moisture content
measurement and the analysis of other residual gases, is a complete rewrite of the test
contained in clause 8, chapter 3 of IEC 60749.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimeée;

* remplacée par une édition révisée, ou

*+ amendée.

Le contenu du corrigendum d’aolt 2003 a été pris en considération dans cet exemplaire.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.

The contents of the corrigendum of August 2003 have been included in this copy.
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 7: Mesure de la teneur en humidité interne
et analyse des autres gaz résiduels

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 60749 a pour objet de tester et de mesurer la teneur en vapeur
d’eau et en autres gaz de I'atmosphére a l'intérieur d’un dispositif métallique ou céramique

(méthodes 1 et 2) ou non destructif (méthode 3).

2 Reéférences normatives

amendements).

CEI 60749-8, Dispositifs a semiconducte
Partie 8: Etanchéité 1)

1) A publier.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 7: Internal moisture content measurement
and the analysis of other residual gases

1 Scope

The purpose of this part of IEC 60749 is to test and measure the water vapour and other gas
content of the atmosphere inside a metal or ceramic hermetically device. It is
applicable to semiconductor devices sealed in such a manner but generai ed for high
reliability applications such as military or aerospace. It can be destructi 1 and 2)
or non-destructive (Method 3).

2 Normative references

IEC 60749-8, Semiconductor device
Sealing 1)

1) To be published.
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